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【背景】我々はプラズモニクス・メタマテリアルを応用することで、波長選択・偏光識別といっ

た新機能を搭載した非冷却赤外線センサの開発を行い[1,2]、センサの高性能化のために3次元プラ

ズモニックメタマテリアル吸収体(3D-PLMA)を提案した[3]。3D-PLMAは画素面積および体積熱

容量が小さいため、高分解能・高速応答が期待できる。 

【構造】Fig. 1(a)に3D-PLMAにおける単位周期の模式図を示す。正方形マイクロパッチは一辺：

2 ｍ、周期：4 ｍ、厚さ50 nm、支柱の直径は200 nm、下部反射板の厚さは200nmとした。支

柱材料はAuとSiの場合を検討する。 

【吸収特性】電磁界解析を用いて吸収特性を解析した結果をFig. 1(b)に示す。支柱が金およびシ

リコンの場合においても、5.5 ｍを中心として強い吸収が生じている。吸収波長は上部マイクロ

パッチの大きさで制御できる[3]。支柱材料にSiを用いることが可能であるため、作製が容易にな

り、センサ適用の可能性が広がる。詳細は当日発表する。 
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Fig. 1 3D Plasmonic metamaterial absorber 

(a) Schematic of one unit (b) calculation results of absorption for Au-based and Si-based post 
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